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試験の特徴と試験機器の構成

高速レーザ変位計により、高速サンプリングにより非接触で振幅挙動を測定いたします。

振動試験中の振幅挙動の非接触計測技術

Cat.No 3E6J-057-00-220531

加速度ピックアップでは取付けの困難さやピックアップの質量の影響で測定精度が低下する軽量供試品について、非接触
測定で高精度の振幅挙動測定ができます。

試験例

1）供試品： 電子基板
2）レーザ変位計の測定箇所： コンデンサ上
3) 加振条件： 正弦波掃引試験
・ 周波数10Hz→500Hz、制御加速度5ｍ/ｓ2

※ 当社では、画像相関法（DIC；Digital Image Correlation）によるひずみ分布解析、高感度赤外線カメラによる応力分布解析
も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

レーザ変位計の仕様

・ サンプリング周波数 最大392ｋHz
・ 繰り返し精度 0.25μｍ
・ 測定標準距離、測定範囲 150ｍｍ±40ｍｍ
・ レーザスポット径 φ120μｍ

※供試品の変位量に加えて速度および加速度を
ダイレクトに演算し記録できます。
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※ 基板上の軽量電子部品（コンデンサ等）の周波数応答特性を測定できます。

レーザ変位計

加振

電子基板（振動試験機に固定）

レーザ変位計
測定位置

10 100 500
0

10

20

周波数（Hz）

加
速

度
（
m

/
s2
）

レーザ変位計測定値（コンデンサ上）

制御加速度（加振機上）

コンデンサの周波数応答特性の試験解析結果


